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@ Vakuumbeschichtungsanlage zum Beschichten von bandformigen Material 

(57) Der Erfindung, die eine Vakuumbeschichtungsanlage 
zum Bcschichlen von bandformigen Materia! in Prozoss- 
kammern betrifft, bei der in einer qrsten evcjkuierbaren 
Haspelkammer cino Abwickcleinrichtung mit eir^em er- 
sten Walzenstuhi angeordnet ist, unci in einer zweiton 
evakuierbaren Haspelkammer eine Aufwickelcinrichtung 
mit einem zweiten Walzonstuhl angeordnet ist, zwischon 
dencn das zu beschichtende bandformigc Matoriai min- 
destens eino Gvakiiierbaro Prozesskammor durchlauft, 
wobei in deroin Prozesswalzonstuhl mil Fuhrungseinrich- 
tungen fur das bandformige Material und etne Kuhlwaize 
angeordnet ist, Ober deren Oberflache sich mindostens 
eine Magnctronsputtcrqueile bofindet, liogt die Aufgabe 
zugrundo, die Prazision in der Parallolitat allor, am Pro- 
zess betoiligter. Walzonzu crhohon. Dicswird dadurch go- 
lost, dass der Abwickelwalznnstuhl, der Prozesswalzen- 
stuhl und der Aufwickelwalzenstuhl in definierten Punk- 
ten befe.stigt werden und dass Jm Botriobszustand dor An- 
lage eine Druckdif^ferenz, zwischttn einer Haspelkammer 
und der Prozesskajinmnr, maximal 50 Pa bmragt und/odor 
ein gemeinsamcr Walzenstuhi fur melucre Kuhlwalzen 
ausgefiihrt ist. 
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lOOOl 1 Die Hrfindung beJiiffr. eine Vakuumbcschichtungs- 
anIagcznrn .Bcschichien von handfonnigcn Maieri.iL in Pro- 
xcsskarnmcrn, bci dcr in cinej crsien cvakuicHiarcn Haspcl- 
kaniiner cine Abwickelcinrichtung rnit eirmni cingesetziun 
Abwjckcl (les zu bcschichlcnrien handfonTiiijtn Mafcrials 
del- in emeni ersien Walzensaih] angcorfJnel. ist, imd in eincr 
?.wcirer) cvakuicrbarcn Haspclkammcrn ciijc Aufwickclcin- 



PmxcsskamrDcr ziijiundcst im Bcrcich dei: BefcsHgungsstcl- 
Icn vcnnicdcn. Dadurch konncn Ahwcichungcn von der un- 
ler aimospharischem Druck vorgcnommcncn Juslage der 
Walzcnstiihlc vcrmicden wcrden. 

(00101 In einer bcsondcrs giinsligcn Ausfuhrungsforn) der 
Hifindung isl. vorgcschcn, tlass der ersle und der xwcile Be- 
fcstigungspunkl bcidci-sciLs cincr gcineinsarncn BcfesLi- 
gungswand licgcn. 

fOOll] In cincr wcitoicn giinsiJgcn Aiisfiilirungsforin dcr 



sr^^^^^^ ^^^^^^^^^ — 

a. Zif^^t^^T . '■"'^™"Sf«="'"<^humgcn fiir ..5 nii.cinandcr mechanise!, gckoppcl, .sind, so <lxs.s n:,hcz.u jce- 

100021 AitcHrM-niv i()7 T*: /-/n i-M • ,w. . .. f."»H.l| In cipcr wcilcrcn Ausgctslalking dcr Brfinduni' isi, 

rjfi 1 n^^. I, l>.'ndform.ee Matenahen b^kunnl. d.c aus 20 Has,x;lkann.,ur »n cir.er crs...n separa.cn BcCcsusuneswand 

lJ'nl«^nkrollcn. Bandnie- cincr zwcilcn scparalen Befcsligungswand liegcn. 

f00]4| In enter wcilcrcn Ai.isgesl>iIl.un^.sfonTi dcr Hrfin* 
dung isl vorgcschcn, dass dcr ddllc Bcfcsligungsixinki in 
dcr Prozesskairinicr an cincr drii icn scpiiralcn JBclesiignng.S" 
wand und dcr vieile BefesLigungspunkI: in der zweitcn Has- 



nicsswiilxxn und cine Xublwalzxi gclagerl sind. Jcdcr Wiil- 
zcnsluhi isl hoiTAoriLal und vcrljkal vcrslcHbur ausgcfiibrU 
urij cine Juslage zuejnandcr zu emiogtichcn und darntt pal- 
tenbiidung des bandfbmiigcn Maicrials zu vcrnieiden. 
10003] Abwickd und Aufwickel befmden sich in Haspel- 
kainincm. Das zu beschichlendc Material wird in dcr crsLcn 
Hasi:>clkanimer vom Abwickel abgcrollt, dcm Baschich- 
tungspiX)zess zugefiihrt: und anschlicflcnd in der zweitcn 
Haspclkamiiier aufgcwickelt. }-Ur die Beschichtung dcs 
banri^or^Iige^ Malerials wcrdcn Magnclronspultcrqijcllcn 
verwcndet, die horizonla! zur jewciligen Kiiblwaize ver- 
si;cJlbar angeordnel sind. ujn sic achscnpat alJcl jtjsiicren zu 
konncn. 

(0004) Die Prozesskammem sowie die Haspelkamincrn 
siiid diu-ch Bandvendle vakiiumniaBig voncinandcr gc- 
irenni., urn mil unierschiedlichcn Gasen iind tnil unler- 
schiallichen Driicken arbciien zu konncn. Durch die Band 
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f)c]kami.ncr an eincr vicrlen scparalcn Befesljgungswand lic- 
gcn. 

(001 5 1 Separate Bcresligung.swiindc konncn eingcscrzl 
wcrdcn, wenn die einzclnen Baugruppcn, wic Ilasjjclkaiji- 
rricrn odcr Prozesskanirner als scparalc .Baugruppcn herge- 
stelM: und cingcsclzl. wcrdcn sollcn. Durch die ernndung.sgc - 
niaG gcj-ingc IDruckdiffctr.nz von 50 P:i ioi Bci.ricb.vzusiand 
dci AnJagc zwisclicn deri ICarnrnern wird dann ebenfalls 
cine Dcforn-ialion (icr auf nahczu gleichem Dmck licgendcn 
Wandc ininimiert;. 

[0016] Die Priizision bei der Ausrichlung der Walzen- 
sliililc kann wcilcrhin dadurch ei holif wcrdcn, dass die ersic 
und die zweile Bclestigungswand und/odcr die dnUc und 



w.»ot;ir. »_ . ' , . . / ''"^ /.wt;uu j.>ciesi.igung.swanfi unn/oncr nie nnuc nnn 

tra!!st,rlTc?. '"='^h'<:hlende bandformigc Material « vier.e Bcfcstigungsw;,nd einandcr slabilisicrecd. ir.ccha- 



transporl.iert 

1.0005] Bei gcringcr wcr(icn(icn FolicsMlirkcn rcichl. die 
Prazision dcr .iusiicrbarkeil. dcr Walzcnsiuhlc, die ini Uc> 
reich von etwa 0,1-0,2 mm licgi:, niclit. mchr aus. Inshcson- 
cJere hat es sich gezeigl, da^ss cs (rotz exaklcr .Tu,siage dcr 45 
Walziinsu'ihle, die regehnaRig unter ainiospharischcn Bedin- 
giingcn crfolgL. dennoch zu r^hlPiihrungen dcs .Subsiralma- 
ten ales ini Prozess konunt. 

[00061 Der Erfindung licgt die Aufgabe zugiundc, die Pra 



niscb miieinander verbunden sind. 
[0017] CIcin^iB der Erfindung wird die Aufgabe weilerhin 
drKiuj ch gclo.st, dass nichrcrc Xiihlwalzoi in cinem geniein- 
sanicn Walzcnstiihl befcsligt .sirxl. 

lOO IJf j Dainit entfaUt. zuiu cincn die Jusiage von scparalcn 
Walzcnsl:uhlc fiir die Kiiblwalzxin. Zurn andcren konncn 
keine gconieuischcn Vcriijiderungen zwischen den Fiihrun- 
gen fiir die einzclnen Kiihlwalzx^n aiW:U-cten. 
[0019] In ciner wcilcrcn gOnsLigcn Ausfuhrungsform der 



• ^ T5 I. I- ■ , -.-- w. L""»^.i in einer weuercn gunsugen Ausiunrungsronn aer 

7,,s.on ,n der Parallelual aller an der Aniage beici ligien Wal- 50 Eriindung i.sl. voi^esehcn, dass die Proz«.,ki,in,ncr mit ciner 

zen ZU eriiolicn. au,j-.,.u.- j ii - . , 



zen zu eriiolicn 

[0007] CJcjniiB der Hrfindung wird die Aufgabe bci eincr 
Vakuurnbeschichrungsanlage der cingangs gcnannlen An 
dadnrch gclost, dass dcr Walzcnsluhl fur den Abwickel auf 
einem ersien Befesligungspunkl in dei- ersten f-Inspclkam- 
nier, (icr Pro/'x:sswcilzen.slubI iiuf cinein zweifcn und eincnj 
driiicn T.icfe.si.igungspunki. in dcr Prozc.<;sk;immcr und dcr 
Walzensluhl fiir den Aufwickel luiC cincni vierlen Befcsti- 
gungspunkl in der zweilcn Ha.spclkammer befcsligt isl. Im 
Beihebszusiand dcr Aniage beiraguiie DruckdilTcrenz, zwi- 
schen cinet rJaspclkaninicr und (iei* Prozesskarnrncr. niaxi- 
inal^OPa. 

|000«] Dubci is! ein Bcfcsfigungspunkt niciii noiwcndigcr 
Weise als punkLforniige Bcrcsligungssicllc zu vcrslehen 



Abdeckwand vcrsghlossen ist, die im Bercicb dcr Kiihlwal- 
zcn Orrnungen beinhalleu die jcwcils durch Tiircn vakuiini- 
dichl verschlicBbar sirtd. 

I0020J In ciner wcilcrcn Ausfiibrung dcr .Erfindung isl. 
.^5 vorgcsclien. dass an den Turcn die zugchorigen N4agnei.ix>n- 
spulicrf^neilcn mil der Magnelronurngebung eincr Kiihl- 
walzc bcfesiigi sind. die Tiircn iihcrein Fahrwerk verl iigen 
und von dcr Kuhlwalzc wegfahrhaj- sind. Damii wird. bei 
Vcrbieibcn dcs .Prozesswalzcnsiuhles, dcr Targetwcchsel 
cxJcr cs wcrdcn Wari.ungsarbcilcn ermoglichl. olinc die Pro- 
zc.«:skaininer.(Kior den Prozesswalzcnsiuhl zii denionlieren. 
Die Hrlindung soli nachfolgcnd anhand eines Ausfiihrungs- 
bcispielcs nahercrlauter! wcrdcn. In den zugchorigen Zcicb- 

V,c mchr kann die Befesdgung an dcni Belesiigungsi.nmki |;002.1I Fig^ i cine Prinzipciarsicllnng einer Vakuunibc 

nl^nm V-l'"" ^ ^' ausgenihri warden. sehicJ)iungsanlage im Liingsschnili und 

Umu\ Durch dre brfindung wcrdcn Derorinalioncn bci |0022] Fig. 2 cine ix;rspclai vi.s-clie Explosivdarslellung. 

clcr nolwcndigcn liivakmcnjng der nasix^lkaiim.ern und dcr (OOrVJ Die Vakuumbcschichlungsanlage bcslchl ans ciner 
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Pro/x:ssk;iri»7icr 1, ciuec Haspclkarmncr 2, in der sich cin 
Abwickci 4. dcs zu bcschiducndcn bandlbrinigcn Maleriali; 

befindei und einer Haspclkammer 3, in der sich ein Auf- 
wickcl 5 befindei. ZwischcD dcr Pro/.es.skaiTiriier 1 unci den 
Haspclkaniniurn 2 und 3 sind Bandvcniilc 7 und 8 aiiijeord- 
ncl. dujch die das bandlximiigc Matcirial 6 gefiiliit wird. 
[0024] Im Ausmhrungsbcispicl crfolgl. die Trennnng dcr 
crsicn r-Iaspclkammer 2 von der Prazesskarnrner 1 diirch 
cine, filr bcidc Kaniniern, enslc gcnieinsanie Bcfcsiigungs- 
wsind 9. In den fraspelkiiriuneni 2 und 3 bcfiridcUsich jewcils H 
ein.Waiz.ciisi.uhl I.I unci 12, dcr den Abvvickel 4 bzw. den 
Aufwickcl 5 und Fuhi-ungsciiiiichlungcn 13 fur das Male- 
nal. In dcr Pro/,c.sskaMinicr 1 bcfindci sicb ein Prozessw;ii- 
>'.ensujhn4, in dcni zwei Kiihlwril/.cn 15 und 16 mil. den d;i- 
zugchorigcn Fuhrungscinricbtungcn :I3 bcfcsfigl sind. Zur i.'i 
Be-schichlung des bandforjiiigcn Materials G bcfinden sich 
Magnetronsputlcrquellcn 17 ubcr der Obcrflache dcr Kiihl- 
wal'^en 15 und 16. Der Abwickclwalzcnsi;uhl 11 isl: auf ei- 
ncni crsl.cn Befc^iiigurigspunki 18, in der Hjispelkaiivrncr 2, 
an dcr crsten gcineinsanjcn B e fcs tig ung.s wand 9, aufgclegt! 20 
Dcr /.wcile BcfesLigungspunkl. 19 bcfindei: sich an der glei- 
chen Bcfesl igungswand 9 auf der ProzeKskammerseii e. 
[0025] HbenfaUs in der Prozcsskamnicr 1 isl dcr dritlc Bc- 
rcshgung.spurikt 20 an ciner /.wcilcn gcincinsarncn Befcsli- 
gungswand 10 angcordncl. .Dcr .Proxcsswalzcn.si:uhi .14 isl. 25 
auf dem zweilcn und diitien Befesiigungspunkt 19 und 20 
aufgclegt. Eine zweite genietnsame Befcsl.igungswand 10 
trennt die Prozcsskainnier 1 von der zwciten HaspolkaiTiJTicr 
3. An dicscr BcFcstigungswand tO befindei sich in dcr TTas- 
ix^lkanimcr 3 der vicrtc Befesiigungspunkt 21. In diesem :»0 
Punki isi. der Aufw^ickeiwalzcnsluhl 12 bcfcsligt. Eine De- 
forn^iaiion der gcmcinsanricn Befesligungswande 9 und 10 
b'/.w. del- Bcfcsiigungspunkic IK, 19, 20 und 2j wird durch 
den Druckuijicrscliicd von iimXinial. 50 Pa zwischcri der 
Pro7xsskamrncr 1 niid eincr Hasj;)clkarnmcr 2 oder 3 verrin- 35 
gert. 

f 0026] Die Prozesskarnmcr 1 isf. durcJi eine Abdeckwand 
22 vcrschlosscu, in welchcr sich OfTnungen 23 fur Turen 24 
bcfinflcn. Die TQi-en 24 kiinnen vakiiuindichl. verschlo.sscn 
werden. An den 'i 'iircn 24 isl die Magnclronunigebung in- 'lO 
klusive der Magneirons 25 einer Kiihlwalze 15 oder 16 be- 
fesligl.. Unlcdialb der Tiircn 24 sind Fahrwerkc 26 monlierl. 
tiber die sich die 'I'iiren 24 nuch dem oH'ncn von /.ier KiihU 
wdlzc 15 Oder 16 wcgfahren lassen. 



Bezugsxei c b enl i sic 

1 Prozesskiunjner 

2 Hasixilkammer (fur den Abwickci) 

3 HaspelJ^aiTuner (fDr den Aufwickel) 

4 Abwickel 

5 Aufwickel 

6 bjj nd formiges Mai:eri al 

7 .Bandvcntil 

8 Bandvcntil 

9 Bcfesligungswand 

10 BcfeM.igungswjjiid 

11 WaUcnsuihl 

12 Walxensiubl 

13 FOhrungiseinrichLung 

1 4 Prozess walzcnsl uhl 

15 Kuhlwal/c 

16 KLihlwaiz.e 

17 Magner.ronspuucrquclic 

18 Ersicr Bcfcsiigungspunkl 

19 Zweitcr liefcsligungspunkl 

20 DriUcr Bcfcstigungspunki 

21 Viericr Bcfcsiigungspunkl 
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22 Abdeckwand 

23 Offnung 

24 Tiircn 

25 Magnclronumgebung mil Magnelronsputlcrquellen 

26 Falirwerk 

Paienranspriichc 

J. Vakuurnbeschichiungsanlage zum Bescbichlen von 
bandforiTiigcn (Vlalcrial in l^ro/xxskaninicrn, bci dcr in 
cirjcr erslcn cvakuierbarcn Haspelkainjiicr cine Abwik- 
keleinrichiung mil cin em cingeser/,i.en Abwickci des zu 
bcschichl-cndcn bandfonnigcri Materials, der in eineiii 
ensicn Walzcnsiuhl angcordncl isl, und in uiner /weiLer» 
cv<ikuicrbaren Haspelkamincrn eine AufwickeJeinrich- 
Uing mil eineni heinusnehmbarcn Aufwickel des be- 
schichlelen Materials, dcr in einem zwciicn Walzen- 
siuhl nngcordnet: isl, ?.wischcn dencn das ?.u bcschich- 
Icndc bandforniige Maleriai mindcslens eine evakuier- 
bare Prozesskanvnier fiurchliiuft, wobei in jeder Pro- 
7x;sskarnmer ein Pro/.cKswaIzensi.uh) mil Fiihrungsein- 
richtungen fUr das bandfiormigc Material und niinde- 
slens cine Kiihlwalze angeordnel isl, uber rleren Obcr- 
flachc sicli iriindeslens cine MagnclionspuUertjiicUc 
befindei:, dadurcli gcKenn/.cichnet. dass dcr Waixen- 
siuhl (11) fur den Aliwickcl (4) auf cincm crsten Befe- 
siigungspunkt (18) in der crsten Maspelkammcr (2), der 
Pro/x'sswalzenstubl (14) auf cincrn zweiten und einem 
drtUen Bcfcstigungspunki (19; 20) in dcr Pro'/csskara- 
mcr (1) und dei; Walzenstuhl (12) fiir dcji Auf^vickcl (5) 
auf eineni vierten Befesiigungspunkt (21) in dcr zwci- 
icn Haspclkammer (3) befesiigr i.si und dass im Be- 
Iriebszusiand dcr AnLagc cine DruckditTercn/., /.wi- 
scbcn einer Tlaspclkanimcr (2; 3) und der lVo/x:s.';kam- 
mcr(l), maximal 50 Pa bcijiigi. 

2. Vakuumbeschichlungsanlage nacb Anspiiich 1, da- 
durch gekcnnz.cichncL, dass dcr erste und der zweil.c 
Bcfcsiigungspunkl (18; 19) bciderseiLs ciner gemeinsa- 
men Bcfeslignng.swand (9) liegen. 

3. Vakuumbeschichtung.saniage nacb Aaspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzcichnet, da.ss.der dritle und der 
vicric Bcfcsiigungspunkl (20; 21) bcidcrsciLs ciner ge- 
mcin.samcn Befesligiingswand (10) liegen. 

4. Vakuumbeschichlungsanlage nacb Anspmch 1, da- 
durch gekenn/.eichncL, dass dcr crste BcfesLigungs- 
punkl (18) in dcr crsicn Haspclkanmicr (2) an ciner cr- 
sten Befestignngswand und dcr 7.weilc Bcfc'^ligungs- 
punki (19) in dcr Prozcsskarnmcr (1) an ciner zweilcn 
Bcfesligungswand liegen. 

5. Vakuumbeschichlungsanlage nach Anspcuch 1 oder 
4, dadurch gekennzeichncl, da.ss dcr driuc Bcfcsii- 
gungspunkl (20) in dcr Prozcssknmnicr (1) an ciner 
driricn Bcfcsligung.swand und dcr vicrle Befesiigungs- 
punkt (21) in dcr /.wcilcn Ilaspclkainrncr (3) an ciner 
vierten Bcfesligungswand liegen. 

6. Vakuumbeschichlungsanlage nacb Anspruch 4 oder 
.S, dadurch gckcnn/.cichncl, da.ss die crslc i.ind fiie 
/.wcile Bcfesligungswand und/oder die dritlc und vieric 
Bcfcsiigungswanci cinandcr sUil)iIisierend. mecbanisch 
milcinandcr vcrbundcn sind. 

7. Vakuumbcschichtungsanlagc zum Bescbichlen von 
bandformigcn Material in Pro/.csskamnjcrn, bci dcr in 
ciner cr.sren cvakuicrbarcn MaspcJkajumer cine Abwik- 
kelcinrichlung rnileincm eingcsci7.lcn Abwickci dcs zu 
bcschichtcndcn bandlonnigcn Materials, der in cincm 
cisien Walzenstuhl angcordncl isl, und in ciiicr zvvciicn 
cvakuicrban-.n i jaspclkamincrn cine Anfwickclcinrich- 
Umg mil cincm hcrausnehmbaren Aufwickel dcs be- 
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schichlcicn Ma!ci"i;iLs, dcr in cincm /.vvciicn Walxcn- 
sLuhl angcordnci. isu xwisL'htn dcncn das zu bcijchich- 
Jende bandformigc MaieriaJ mindesiens cine evakiiicr- 
barc Prozcsskariuncr (iurchlauft. wobci in jccicr Pro- 
/.c.sskainmci cin ?rozc.ss-walzcn«luhl mil. Fuhningsdo- 5 
richtiJijgcn fur duii bandformige Material und mindc- 
slcns cine Kiihlwal'/.e angeordnel. isL uber dercn Obcr- 
Hachc sich mindcsiens eine Magncironspiuicrquelle 
bcfinde-U duduvch gckeniizcichncl., dass inchrcrc Kiibi- 
wal/.cn (15; [6) in cincin gcincinsaiiicn Pro/x;sswa)sr.c.n- H) 
sluhl (14) bufusiigl sind. 

8. Vakuunibeschichtungsaniage nach Anspruch 7, da- 
durch gckcnn/.cichnci, dass dicPmzcsskainriicr (1) rnit 
eincr Abdcckwand (22) vcrschlosscn isl, die iin Bti- 
rcich dcr Kiiidwalzcn (15; 16) Of/hungen (23) beinhal- 1.5 
Let., die. jcwcils durch Tiircn (24) valaiuiiidichi vcr- 
schlic/3bar sind. 

9. Vakuumbt\schichi.ungsanlagc nach Anspruch 7 und 
8, dadurch gckcnnzcicbnci., dass an den Tiircn (24) die 
iLugchorigen MagnclronspnUctquelJcn riiii. dcr Magne- 20 
Lronumgcbung (25) einer Kuhlwalze (15; 16) befesligl. 
sind, die TOrcn (24) iiber ein Paiirwcrk. (26) vcrfugcn 
und von dcr Kuhlwal/.e (15; 16) wcgCahrbar sind. 



Hicrxu 2 Seilc(n) Zeidinungen :i5 
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